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(57) Abstract: The invention relates to a relative pressure sensor for mea- 
suring the pressure difference between a measuring pressure and the atmo- 
spheric pressure in the surrounding area of the pressure sensor. Said sensor 
comprises a base body (10) and a measuring membrane (11), which can be 
subjected to a measuring pressure and is attached via its edge to the base 
body (10). A pressure chamber is provided between the base body (10) and 
the measuring membrane (11), and conununicates with the atmosphere via a 
reference air path, said reference air path having a winding path (20). 

(57) Zusammenfassung: Der erfindungsgemaBe Relativdrucksensor 
zur Messung der Druckdifferenz zwischen einem MeBdruck und 
dem Atmospharendruck in der Umgebung des Drucksensors, umfaBt 
einen Grundkorper 10 und eine mit einem MeBdruck beaufschlagbare 
MeBmembran 11 die mit ihrem Rand an dem Grundkorper 10 befestigt 
ist, wobei zwischen dem GrundkSiper" 10 und der MeBmembran 11 eiiie 
Druckkammer ausgebildet ist, die tiber einen Referenzluftpfad mit der 
Atmosphare kommuniziert, wobei der Referenzluftpfad einen gewundenen 
Pfad 20 umfaBt. 
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Relativdrucksensor 

Die vorliegende Erfindung betrifft einen Relativdrucksensor. Relativdrucksensoren 
messen gewdhnlicli die Differenz zwischen dem Druck in einem l\/leBmedlum und 
dem alrtuellen AtmospiiSrendnjck. Ein Relativdrucksensor umfaBt im allgemelnen 
einen GrundkOrper, an dem eine MeBmembran mit ihrem Rand druckdiclit 
befestigt ist, wobei zwischen der MeBmembran und dem GrundkSrper eine 
Druckkammer ausgebildet ist. Zur Relativdruckmessung wird die Referenzluft Qber 
eine gmndkOrperseitige Offnung in die Druckkammer geleitet, und die der 
MeBkammer abgewandte OberflSche der MeBmembran wird mit dem MeBdruck 
beaufsciilagt. Die resultierende Verformung der MeBmembran ist ein MaB fOr den 
Relativdruck, welches in geeigneter Weise in ein MeBsignal gewandelt wird. 

Die erwShnte Zufuhr der Referenzluft bedingt, daB Feuchte in die Druckkammer 
gelangt, die bei Unterschreitung des Taupunktes im Inneren des Sensors 
kondensieren und die Funktion des Sensors beeintrSchtigen kann. Dies Ist 
insbesondere dann der Fall, wenn die Umgebungsluft des Sensors eine hOhere 
Temperatur aufwelst als das Medium, dessen Druck zu messen ist. 

Hegner et al, offenbaren In der europSischen Patentanmeldung EP 0 974 825 A3 
einen Relativdrucksensor, der einen Referenzluftpfad mit eInem Feuchtefilter 
aufwelst, wobei der Feuchtefilter im Frontbereich des Relativdrucksensors nahe 
der MeBmembran bzw. nahe dem Medium angeordnet ist, so daB die Temperatur 
des Feuchtefilters Shnlich der Medientemperatur ist. Diese Anordnung 
gewahrlelstet, daB die Feuchtlgkeit in der Referenzluft ggf. schon vor dem Eintritt 
in den Referenzluftpfad auskondensiert, so daB es in der Druckkammer kaum zu 
Taupunktunterschreitungen kommen kann. Die beschriebene Anordnung ist 
jedoch vergleichsweise aulwendig. 

Andere Relativdrucksensoren weisen ein KapillarrOhrchen auf, welches mit der 
grundkerperse'rtigen Offnung der Druckkammer kommuniziert. Das 
Kaplilarrahrchen dient als Referenzluftpfad, welcher der eindrlngenden 
Feuchtigkeit einen gewissen Diffusionswiderstand entgegensetzL Das 
Kapillarrohrchen ist hSufig ein MetallrShrchen, welches beispielswelse durch 
Einglasen am GrundkSrper befestigt ist. Diese Art der Montage geht ebenfalls mit 
einem erh5hten Fertigungsaufwand einher. Zudem ist die EintrittsOffnung des 
Kapiliarrehrchens thermlsch weitgehend von der DruckmeBzelle entkoppelt, so 
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da& bei hSheren Temperaturen an der EintrittsOffhung Luft mit einem hohen 
Wassergehalt in das Kapillarrdhrchen gelangen kann, was zur 
Taupunktunterschreitung In der kaiteren DruckkammerfOhrt. Die Kondensation in 
der l\/le&zelie wird durch die fsescliriebene Anordnung im wesentlichen verzdgert 
und ggf. vermindert, ganz kann sie damit jedocli niclit vemnieden werden. 

Es ist dalier die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen Relativdrucksensor mit 
einer einfachen und kompakten Konstruktion bereitzustellen, der das EIndringen 
von Feuchtigkeit effektlver verzogert bzw. vermindert oder vermeidet. Die Aufgabe 
wird gel5st durcii den Relativdrucksensor gem3& des unabhianglgen Anspruchs 1. 

Der erfindungsgemaUe Relativdrucksensor zur l\/lessung der Druckdifferenz 
zwischen einem Melidmck und dem AtmosphSrendruck in der Umgebung des 
Drucksensors, umfaSt einen GrundkSrper und eine mit einem Meddruck 
beaufschlagbare Mellmembran die mit ilirem Rand an dem GrundkSrper befestigt 
ist, wobei zwischen dem GrundkSrper und der MeBmembran eine Druckkammer 
ausgebildet ist, die uber einen Referenzluftpfad mit der Atmosphere kommunlziert, 
wobei der Referenzluftpfad einen gewundenen Pfad umfafit. 

Der gewundene Referenzluftpfad dient als DifFusionsbarriere und verzOgert auf 
diese Welse das EIndringen von Feuchtigkeit in das Sensorinnere, insbesondere 
in die Druckkammer. tnsofem als der Pfad gewunden ist, kann Innerhalb der 
kompakten Abmessungen des Drucksensors ein Pfad unteigebracht werden, der 
hinreichend lang Ist, um zufriedenstellende Ergebnisse zu erzielen. Die LSnge des 
gewundenen Pfades betrdgt bevorzugt mindestens 75%, weiter bevorzugt 
mindestens 100% und besonders bevorzugt 150%, der Ldnge des Umfangs der 
Trennmembran. Bezogen auf die axiale Dimension eines im wesentlichen 
zylindrischen Relativdrucksensors ist der gewundene Pfad bevorzugt mindestens 
doppelt so lang ist, wie der Abstand der atmospharenseitigen Offtiung des 
gewundenen Pfades von der Ebene der Mefimembran. 

Zudem bietet die aufgrund der gewundenen Form kompakte Anordnung des 
Pfades die MOglichkeit, einen guten thennischen Kontakt zwischen der 
atmospharenseitigen Offhung des Referenzluftpfades und der Druckkammer zu 
gewahrieisten. 
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Dies ist insofem vorteilhaft, ats dadurch die Temperatur der atmospliarenseitigen 
Gffhung des Referenzluftpfades nicht zu stark von der Temperatur der 
Drucklcammer abweichen kann. Vorzugsweise ist ein Filter an der 
atmosphSrenseitigen Offhung des Referenzluftpfades vorgesehen, der 
gewShrlelstet, daB kein Kondensat in die Zelle eindringen kann. Auf diese Weise 
ist es praktisch ausgeschlossen, dal^ es unter Gleichgewichtsbedingungen zu 
Taupunktunterschreitungen in der Druddcammer kommt. 

Hierbei ist es vorteilhaft, wenn die Komponenten des Reiativdrucksensors 
zwiscfien der Druckkammer und dem gewundenen Pfad ein Material mit einer 
guten themnisclien Leitfahigkeit aufweisen. Besonders geeignet sind hier 
Keramiken, insbesondere Aluminiumoxid-Keramiken, sowie bestimmte metallische 
Legierungen. Es ist ebenso vorteilhaft, wenn die Fugestellen zwisohen 
verschiedenen Baugruppen des Relativdrucksensoren, einen gute Warmeleitung 
aufweisen. Das Filterelement ist bevorzugt ebenfalls aus einem metallischen Oder 
einem keramischen Material mit guter WdnneleitfShigkeit gefertigt, so daB sich 
das Filterelement vollstdndig auf einer hinreichend homogenen und tiefen 
Temperatur befindet. Vorzugsweise sollte das Filterelement hydrophob bzw. 
hydrophobiert sein. 

Zur Gewahrleistung einer guten Wdrmeleitung zwisohen der Druckkammer und 
dem gewundenen Pfad sollte eine hinreichend massive Verbindung aus 
wdrmeleitendem Material zwischen der Druckkammer und dem Pfad gegeben 
sein. Vorzugsweise weisen zu diesem Zweck beliebige parallel zur Trennmembran 
verlaufende Querschnitte zwischen einem beliebigen Punkt des gewundenen 
Pfades und der grundkOrperseitigen Wand der Druckkammer eine FlSchenanteil 
von wamneleitendem Material auf, der mindestens 25%, bevorzugt mindestens 
40% und besonders bevorzugt mindestens 60% der Membranflache betrSgt. 

Zur GewShrleistung eines guten thermischen Kontaktes zwischen der 
atmospharenseitigen Offnung des Referenzluftpfades bzw. des gewundenen 
Pfades einerseits und der Druckkammer andererserts ist ein mdglichst geringer 
Abstand zwischen diesen Elementen vorzusehen. Der Abstand der Ebene des 
gewundenen Pfades von der Ebene der MeHmembran ist vorzugsweise geringer 
ist als die Ldnge des gewundenen Pfades, besonders bevorzugt geringer als 75% 
der Ldnge des gewundenen Pfades und ganz besonders bevorzugt weniger als 
50% der LSnge des gewundenen Pfades. 
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FQr den erfindungsgemafien Relativdrucksensor ergeben sich unter anderem die 
folgenden Varianten zur Gestaltung des gewundenen Pfades. Der gewundene 
Pfad kann im wesentlichen in einer Ebene verlaufen, wobei eine Spiralform 
bevorzugt ist. Die Ebene des gewundenen Pfades verlduft dabei bevorzugt 
parallel zur Ebene der Me&membran. 

Es sind aber auch gewundene Pfade mit bespielsweise einem helikalen Verlauf 
denkbar, wobei die Lange der Projektion des gewundenen Pfades auf die Ebene 
der MeSmembran mindestens 50%, bevorzugt mindestens 65%, und besonders 
bevorzugt mindestens 80% der Gesamtlange des gewundenen Pfades betragt. 

Der gewundene Pfad kann eine linienformige Vertiefung (20) in einer Oberflache 
eines Bauteils (2) des Relativdrucksensors umfassen, wobei diese Vertiefung mit 
einem geeigneten weiteren Bauteil abgedeckt ist. 

In einer anderen Ausgestaltung kann der gewundene Pfad einen gewundenen 
Kanal umfassen der sich in mindestens einem Bauteil des Relativdrucksensors 
zwischen zwei Offnungen in OberflSchenabschnitten des Bauteils erstreckt Dies 
kann beispielswetse dadurch erzielt werden, da& beim Formen des GrQnIings 
eines keramischen Bauteils ein Faden aus einem organischen Material eingebettet 
wird, um die Form des gewundenen Pfades vorzugeben. Dieser Faden verbrennt 
beim Brennen des GrQnIings, so da& ein kapillarfdrmiger gewundener Pfad 
anstelle des Fadens zurUckbleibt. Der gewundene Pfad kann beispielsweise - 
unabhSngig von der Art seiner Herstellung - eine Querschnittsfiaclie von weniger 
ais 2 mm^ bevorzugt weniger als 1 mm^ und besonders bevorzugt von 0,7 bis 0,4 
mm^ aufvveisen. 

Der gewundene Pfad kann prinzipiell in den verschiedensten Bauteilen eines 
Relativdrucksensors angeordnet sein, Als Bauteil kommt u.a, der Grundkorper in 
Frage, oder beispielsweise ein weiteres Bauteil, welches an dem GrundkSrper 
befestigt wird. Dieses weitere Bauteil kann beispielsweise ein Deckel oder ein 
Topf sein, der auf dem Grundkorper unter Ausbildung einer vorzugsweise 
hermetisch dichten Kammer aufgesetzt wird. Eine solche Kammer kann 
insbesondere zur Aufnahme der Sensorelektronik geeignet sein. 
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Vofzugsweise sind die WSnde der hemetisch dichten Kammer dem Topf mit 
einem elektrisch leitfShigen Material beschichtet. so daB die WSnde der Kammer 
Teil eines Faradayschen KSfigs sind, welclier die Sensorelektronil^ und 
gegebenenfalls weitere Komponenten des Relativdrucksensors umsclilieBt. 

Zur Vervollstandigung des Faradayschen Kafigs sind beispielsweise die 
Mantelfiachen des zyllndrisclien Grundl<6rpers des Relativdruclcsensors sowie die 
der i\/Iessmembran abgewandte ROcl^seite des Grundl<6rpers ebenfalls eine 
leitfahige Schicht aufweisen. Prozessseitig I<ann der Faradaysche Kafig durch die 
an der dem Prozess abgewandten Innenseite der l\/lessmembran angebrachte 
Elektrode vervollstandigt werden. Zwischen den einzelnen Komponenten des 
Faradayschen Kafigs ist selbstverstandiich eine hinreichend gute elektrische 
Verbindung zu gewahrteisten. 

Die leitfahigen Schichten and der MantelflSche des GrundkOrpers, auf dessen 
RQckseite, auf den Wanden der hermetisch dichten Kammer sowie auf der 
Basisfiache des Topfes, die auf der RQckseite des GrundkOrpers aufsetzt, kOnnen 
beispielsweise eine aufgedampfte oder aufgesputterte Metallschicht, eine 
leitfahige Folie oder einen leitfahigen SprUhlack aufweisen. 

Derzeit sind aufgesputterte Metallschichten bevorzugt, wobel Cu-haltige, 
insbesondere Cu-Ni-haltige Schichten besonders bevorzugt sind. Ganz besonders 
bevorzugt sind aufgesputterte Schichten die mittels eines Targets gesputtert 
warden, welches eine Cu-Ni-Legierung aulweist. Bei einer Legiemng mit einem 
grSBeren Kupferantell als dem Nickelanteil wird die Korrosionsbestandigkeit mit 
steigendem Ni-Anteil erhOht. Allerdings, erfordert ein erhohter Nickelanteil ggf. 
eine erhohte Lottemperatur. Zudem enweisen sich Schichten mit einem Ni-Anteil 
der den Cu-Anteil deutlich Qbersteigt, als instabil. Derzeit sind Cu-Ni-Legierungen 
bevorzugt, mit einem Ni-Anteil von mindestens 35% bevorzugt mindesten 40% 
und besonders bevorzugt zwischen 42,5 und 47,5% aulweist. 

Die Schichtdicke der metallschicht ist unkritisch, wobel derzeit eine Schichtdicke 
zwischen 0.1 pm und 2 pm bevorzugt wird. Besonders bevorzugt ist eine 
Schichtdicke zwischen etwa 0,5pm und 1 pm, insbesondere etwa 0,7 pm. 
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Optional kann Cr als Haftvermittler zwischen der Keramik und der leitfiahigen 
Schicht eingesetzt werden. 

Die leitfahige Scliiclit auf der dem Prozess abgewandten RQckseite des 
GrundkOrpers kann entweder vollfiachig ausgebildet oder auf einen Bereicli 
beschrankt sein, der auBeriialb der GrundflSche der hermetiscli dichten Kammer 
liegt. 

GleicliemiaBen kann die dem Grundkorper zugewandte Basisfiacfie des Topfes 
ebenfalls zumindest abschnittsweise mit dem leltfaliigen Material beschichtet sein, 
urn eine leitfShige Verbindung zwischen GrundkSrper und dem Topf lierzustellen. 

Die mechanische Verbindung zwisclien dem Topf und dem GrundkQrper des 
Relativdrucksensors kann beispielsweise durch ein Lot, einen leitfaiiigen Kleber 
Oder die leitfahige Beschichtung selbst hergestellt werden. Insbesondere ein 
thixotroper Epoxi-Kleber beispielsweise mit dem Namen HYSOL 9093 ist 
geeignet, da bei Venwendung dieses Materials die Rauhigkeit der Leitfahigen 
Schichten auf dem Keramiksubstrat ausrelcht, urn eine elektrische Verbindung 
durch die Verklebung hindurch zu gewahrleisten. 

Wie dem Fachmann unmittelbar einleuchtet, ist der soeben beschriebene Aspekt 
der Erfindung, namlich die AusgestaKung der hemnetisch dichten Kammer jetzt 
Bestandteil eines Faradayschen Kafigs, nicht auf Relativdrucksensoren 
beschrankt, da ein Klimaschutz und EMV-Schutz, wie er in einer solchen Kammer 
gewahrieistet ist, grundsatzlich fQr alle Arten von Dmcksensoren von Interesse ist. 

Demzufblge trifftdie Erfindung auch Absolutdrucksensoren und 
Relativdrucksensoren, die nicht in einem entsprechend feuchten Millieu eingesetzt 
werden. Soweit kann der Topf auch ohne den zuvor beschriebenen 
Referenzluftpfad gestaltet werden und falls eine ReferenzluftfQhrung erforderlich 
ist, kann diese fur weniger feuchtkritische Anwendungen beispielsweise durch ein 
Kapilan-Ohrchen erfolgen, welches in axialer Richtung durch den Topf gefUhrt wird, 
wobei das Rohrchen nicht mit dem Volumen der hermetisch dichten Kammer 
kommuniziert. 

Weitere Aspekte der Erfindung ergeben sich aus den abhangigen AnsprQchen, der 
nachfolgenden Beschreibung eines AusfOhmngsbeispiels, und der Zeichnung. 
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Es zeigt 

Fig. 1 . eine Explosionszeichnung eines erfindungsgemaiien 
Relativdrucksensoi^. 

Der in Fig. 1 dargestellte Relativdrucksensor umfaBt eine MeSzelle 1, bestehend 
aus einem Grundkorper 10 und einer IVIeBmembran 11, die unter Ausbildung einer 
Druckkammer an dem GmndkSrper befestigt ist. Die MeBmembran 1 1 ist im 
MeBbetrieb auf ihrer dem Grundk6rper 10 abgewandten Seite mit einem 
MeBdruck beaufsclilagbar. Ober eine Druckkammeroffnung 12 kommuniziert die 
Dmckkammer mit dem Atmospliarendruck. Die Verfomiung der MeBmembran 
ergibt sicli aus der Differenz zwisclien dem AtmospjiSrendruck und dem 
IVIeBdruck. Die Verformung kann nach den gangigen MeUprinzipien, 
beispielsweise kapazitiv, reslstiv, oder nach Resonanzverfahren erfa&t werden. 
Entsprechende elektrische Grd&en werden Uber die GrundkdrperdurchfUhrungen 
13, 14, 15 aus dem Grundkdrper gefDhrt und von einer hier nicht gezeigten 
Schaltung verarbeitet. Die Schaltung wird auf dem GrundkGrper 10 angeordnet 
und mit dem Topf 2 abgedeckt, der beispielsweise mit einem gut wSnneleltenden 
Kleber auf dem Grundkdrper 10 befestigt ist, so da& die Sclialtung hennetisch 
dicht eingeschlossen und vor Feuchtlgkeit geschQtzt Ist. Die von der Schaltung 
erzeugten elektrischen Signale werden Qber Durchftihrungen 23 in der dem 
Grundkdrper abgewandten Stirnfiache des Topfes 2 nach auBen gefOhrt. Die 
StimflSche des Topfes 2 weist eine spiralfOmiige Vertiefung 20 auf, die einen 
gewunden Referenzluftpfad bildet. Die Vertiefung kann beispielsweise einen v- 
fOmnigen oder halbkreisformigen Querschnitt aulweisen. Der Querschnitt der 
Vertiefung 20 senkrecht zu ihrem Verlauf betrSgt etwa 0,5 mm^. Ein erstes Ende 
der Vertiefung 20 fluchtet in axialer Richtung mit der Druckkammeroffnung 12. 
Eine Bohrung 22 durch den Topf 2 dient als Abschnitt des Referenzluftpfades 
zwischen der Vertiefung 20 und der Druckkammer. Der Topf 2 ist, ebenso wie der 
Grundkdrper 10 und die Trennmembran 11, eIn Bauteil aus Korundkeramik. Die 
Vertiefung 20 wird hergestellt, indem dem Griinling des Topfes 2 eine 
entsprechendes Profil aufgeprdgt wird. 

Zur GewShrleistung eines guten thermischen Kontaktes ziwischen der 
Druckkammer und dem Referenzluftpfad, ist der Topf 2 bis auf die Aussparung fQr 
die elektronische Schaltung und die DurchfUhrungen massiv gearbeitet. Der 
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FIdchenanteil des massiven Materials in einem belieblgen Querschnitt durch den 
Topf parallel zur Me&membran betragt hier mindestens 50% der 
TrennmembranflSche. 

Zur Fertigstellung des Referenzluftpfades ist die Vertiefung mit einer Abdeckung 3 
abgedeckt, wobei die Abdeckung 3 mit einer gut warmeleitenden Verbindung, 
beispielsweise einem Kleber an dem Topf 2 befestigt ist. Fluchtend mit dem 
zweiten Ende 21 der Vertiefung 20 weist die Abdeckung 3 eine Bohrung in axialer 
Riclitung auf, weiche die atmosphdrenseitige Offnung 31 des Referenzluftpfades 
bildet. 

In der Offnung 31 ist ein Filterelement 4 angeordnet, welclies bei der derzeit 
bevorzugten AusfQIirungsform ein liydrophobiertes porSses keramisches 
Filterelement ist. GleicliemnaGen geeignet sind metalllsche Fllterelemente bzw. 
organische Fllterelemente, beispielsweise solche aus PTFE, wobei die 
Fllterelemente bevorzugt hydrophob oder hydrophobiert sind. Im Sinne eines 
guten Wamiekontaktes ist das Filterelement mit einem gut wdmieleitenden Kleber 
in der Eintrittsdffhung 31 befestigt. 

Anstelle der Klebeverbindungen sind grundsStzlich alle andere Verbindungstypen 
geeignet, die eine gute Wanneleitung erm6glichen. 

Da die elekbronische Schaltung In geringem Umfang Abwanne generiert, sollte ihr 
thermischer Kontakt zum Referenzluftpfad, insbesondere zur EintrittsSffnung 31 
des Referenzluftpfades, minimiert werden. Zu diesem Zweck ist der Kernbereich 
der Abdeckung 3, der mit der Schaltung axial fluchtet, ausgespart. Gleichemrialien 
ist der zentrale Bereich der StirnflSche des Topfes 2 dQnn ausgefOhrt, urn radiate 
Wdrmeleitung zu minimieren. 
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PatentansprCiche 

1. Relativdrucksensor zur Messung der Druckd'rfferenz zwischen einem Melklmck 
und dem Atmosphdrendruck in der Umgebung des Drucksensors, umfassend 

einen Grundkorper (10) und eine mit einem l\/leBdruck beaufsclilagbare 
ly/IeUmembran (11) die mit ihirem Rand an dem GrundkSrper befestigt ist, wobei 
zwisclien dem Grundkorper und der l\/lelimembran eine Druckkammer ausgebildet 
ist, die uber einen Referenzluftpfad mit der AtmospiiSre kommuniziert, dadurcii 
gekennzeichnet, daB der Referenzluftpfad einen gewundenen Pfad (20) umfafit. 

2. Relativdrucksensor nach Anspoicli 1 , wobei der gewundene Pfad (20) im 
wesentliciien in einer Ebene verlduft. 

3. Relativdrucksensor nach Anspruch 2, wobei die Ebene parallel zur Ebene der 
Mefimembran (11) veriauft. 

4. Relativdrucksensor nach einem der AnsprQche 1 bis 3, wobei die Ldnge der 
Projektion des gewundenen Pfades (20) auf die Ebene der Mefimembran (1 1) 
mindestens 50%, bevorzugt mindestens 65%, und besonders bevorzugt 
mindestens 80% der Gesamtiange des gewundenen Pfades (20) betrigt. 

5. Relativdrucksensor nach einem der Ansprtiche 1 bis 4, wobei die Lange des 
gewundenen Pfades (20) mindestens 75%, bevorzugt mindestens 100%, und 
besonders bevorzugt mindestens 150% der L3nge des Umfangs der 
MeBmembran (11) betrdgt. 



6. Relativdrucksensor nach einem der bisherigen AnsprQche, wobei die Ldnge des 
gewundenen Pfades (20) mindestens doppelt so lang ist, wie der Abstand der 
atmospharenseitigen Offhung (31) des gewundenen P^des von der Ebene der 
Me&membran (11). 

7. Relativdrucksensor nach einem der AnsprQche 1 bis 6, wobei der gewundene 
Pfad eine llnienfdnnige Vertiefung (20) in einer OberflSche eines Bauteils (2) des 
Relativdrucksensors umfaiit. 
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8. Relativdrucksensor nach einem der AnsprUche 1 bis 6, wobei dergewundene 
Pfad einen gewundenen Kanal umfa&t der sich in mindestens einem Bauteil des 
Relativdrucksensors zwischen zwel OfFnungen in Oberfiachenabsclinitten des 
Bauteils erstreckt. 

9. Relativdrucksensor nach einem der Ansprtiche 1 bis 4, wobei der gewundene 
Pfad eine Querschnittsflache von weniger als 2 mm^ bevorzugt weniger als 1 mm^ 
und besonders bevorzugt von 0,7 bis 0,4 mm^ aufweist 

10. Relativdrucksensor nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei 
der Abstand der Ebene des gewundenen Pfades von der Ebene der Melimembran 
geringer ist als die Lange des gewundenen Pfades, bevorzugt geringer als 75% 
der Lange des gewundenen Pfades und besonders bevorzugt weniger als 50% 
der Ldnge des gewundenen Pfades betrdgt. 

1 1 . Relativdrucksensor nach einem der vorhergehenden AnsprQche, wobei 
der gewundene Pfad mit der grundkorperseitigen Wand der Druckkammer in der 
Weise im thermischen Kontakt steht, dafi beliebige parallel zur Trennmembran 
verlaufende Querschnitte zwischen einem beiiebigen Punkt des gewundenen 
Pfades und der grundkdrperseitigen Wand der Druckkammer eine Fldchenanteil 
von wSrmeleitendem Material aufweisen, der mindestens 10%, bevorzugt 
mindestens 25% und besonders bevorzugt mindestens 50% der Membranflache 
betrdgt. 

12. Relativdrucksensor nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei 
der Referenzluflpfad an seiner atmospharenseitigen Eintrittsoffnung (31) ein 
Filterelement (4) aufweist, um das Eindringen von Kondensat in den 
Referenzluflpfad zu verhindern. 

13. Relativdrucksensor nach Anspruch 12, wobei das Filterelement (4) mit im 
thermischen Kontakt mit dem gewundenen Pfad (20) steht 

14. Relativdrucksensor nach Anspruch 12, wobei das Filterelement (4) 
hydrophob bzw. hydrophobiert ist 
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1 5. Relativdrucksensor nach einem der AnsprDche 12 bis 14, wobei das 
Filterelement (4) ein keramlsches, metallisches Oder organisches Material 
aufweist. 

16. Relativdrucksensor nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei 
der gewundenen Pfad (4) in einem ersten Bauteil (2) angeordnet ist, welches an 
dem Grundkorper (10) unter Ausbildung einer Kammer befestigt Ist. 

17. Relativdrucksensor nach Anspruch 16, wobei die Kammer hermetisch 
gegenuber ihrer Umgebung abgedichtet ist, und wobei ferner in der Kammer 
mindestens ein elektronisches Bauelement angeordnet ist. 

1 8. Relativdrucksensor nach einem der bisherigen AnsprQche, wobei der 
gewundene Pfad spiralformig oder helikal veriauft. 



